
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
同心円上に配置された複数の測光領域を有し、

顕微鏡観察像の明るさを測定する測光手段と、
前記複数の測光領域のうち 測光値を基に露出
時間を算出する演算手段と、
この演算手段で演算された露出時間を基に露出動作を行なう制御手段と、
を具備したことを特徴とする顕微鏡用測光装置。
【請求項２】

【請求項３】
同心円上に配置された複数の測光領域を有し、顕微鏡観察像の明るさを測定する測光手段
と、
前記顕微鏡観察像における測光部位の大きさに合わせて前記複数の測光領域を切り換える
切換え手段と、
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前記複数の測光領域のうち測光する領域を選択する選択手段と、
前記複数の測光領域における

前記選択手段によって選択された測光領域の

請求項１の顕微鏡用測光装置であって、
前記測光手段の出力信号に対して、
第一の増幅器と第二の増幅器と、
前記第一の増幅器と前記第二の増幅器の選択手段と、
を備えたことを特徴とする顕微鏡用測光装置。



この切換え手段を介して得た測光値を基に露出時間を算出する演算手段と、
この演算手段で演算された露出時間を基に露出動作を行なう制御手段と、
を具備したことを特徴とする顕微鏡用測光装置。
【請求項４】
同心円上に配置された複数の測光領域を有し、顕微鏡観察像の明るさを測定する測光手段
と、
前記各測光領域における測光結果を調整する複数の調整手段と、
前記顕微鏡観察像の明るさに応じて前記複数の調整手段を切り換える切換え手段と、
この切換え手段及び対応する前記調整手段を介して得た測光値を基に露出時間を算出する
演算手段と、
この演算手段で演算された露出時間を基に露出動作を行なう制御手段と、
を具備したことを特徴とする顕微鏡用測光装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、顕微鏡観察像の明るさを測定し、その明るさに応じて露出時間を演算、決定し
て写真撮影を行なうための顕微鏡用測光装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、微細な試料を観察したり、観察像の写真撮影やビデオ画像を記録することのできる
顕微鏡は、生物分野の研究をはじめ工業分野の検査工程まで幅広く利用されている。この
ような顕微鏡において、特に観察像を写真撮影して記録に残す場合、通常顕微鏡専用の写
真撮影装置が用いられる。この顕微鏡専用の写真撮影装置には、観察像の明るさを測定し
、その明るさに応じて露出時間を自動的に演算するための、いわゆる自動露出機能が一般
的に備えられている。その構成として、従来では観察像の明るさを測定する部分の受光素
子、すなわち測光領域の形状が固定形状をなしている。
【０００３】
ところが、顕微鏡観察像はその観察法あるいは被写体（標本）によって様々な形状をなし
ており、固定領域のみを測光していたのでは最適な露出時間が得られないという不具合が
ある。例えば、顕微鏡観察像によっては測光領域（受光面積）よりも小さい範囲にしか標
本が分布していない場合も多々あり、このような標本を従来の測光方式で写真撮影すると
以下のような結果となる。すなわち、測光領域（受光面積）よりも小さい範囲でしか光量
が照射されず、その他の部分はバックグランドとして、蛍光観察などの場合には標本より
も暗い背景に、また明視野観察などの場合には標本よりも明るい背景になる。
【０００４】
このような条件のもとで測光動作を行なうと、全体的な輝度は受光面積で平均化されるた
め、標本がバックグランドに埋もれてしまう。よって、蛍光観察では実際の露出時間が最
適露出時間より長くなり、明視野観察では短くなってしまうことになる。これによりでき
上がった写真は、露出オーバーあるいはアンダーになり、肝心の観察像部位が鮮明に写さ
れておらず、写真撮影としては失敗に終わる。以上のような問題を解決するために、種々
の提案が成されている。
【０００５】
実開昭６１－１４４４４３号公報では、部分測光と平均測光を機械（光学）的に切り換え
て、観察像の必要領域を選択的に抽出し、選択された領域も顕微鏡視野内の任意の位置に
移動可能であり、適正露出を得られる構成が示されている。また特開昭５６－１５５８２
０号公報では、測光領域を細かく分割して測光し、各々の輝度値に重み付けを行なうなど
、輝度情報の算出にも工夫を凝らしている。
【０００６】
さらに特開平６－２２２２８２号公報では、特に前述の蛍光標本に着目した提案がなされ
ており、２次元配列されたＣＣＤイメージャーなどを用い、輝度が点在していてバックグ
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ランド（背景）との輝度差が大きい場合にも適正露出が得られるようにしている。その発
展型でもある特開平７－１６８１０３号公報では、顕微鏡視野内の任意の場所の部分測光
を可能にしており、顕微鏡視野内であれば標本の輝度分布や点在場所を選ばずに、自由に
任意の場所を指定して測光が行なえるため、あらゆる標本での適正露出時間の算出が可能
である。
【０００７】
このように、適正露出を得るための提案が数多くなされており、写真撮影装置の改善が図
られている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した実開昭６１－１４４４４３号公報に提案された方式では、機械式
に測光領域を切り換えているため構造が複雑になり、組立、調整の作業性が著しく悪いと
いう問題がある。また、機械的な可動部からなることから摺動面の削れが発生し、光学系
の最も嫌うところの塵が発生し、測光あるいは観察系に悪影響を及ぼしかねない。
【０００９】
また、上記特開昭５６－１５５８２０号公報、上記特開平６－２２２２８２号公報、上記
特開平７－１６８１０３号公報などでは、複数の分割された画素を取り込むための駆動回
路やデータ取り込み回路が必要であるため、電気的に構成が複雑となり、結果として装置
の大型化をまねくとともに装置自体が高価なものになる。
【００１０】
特に、上記特開平６－２２２２８２号公報のようにＣＣＤイメージャを使用した場合には
、各画素の出力特性を均一に補正しなければ正確な測光動作を行なえず、余分なバラツキ
補正のための調整機構が必要になり、装置の高価格化に拍車をかける結果となる。それに
加え上記特開平７－１６８１０３号公報では、前述した実開昭６１－１４４４４３号公報
と同様に機械的な駆動部が多く存在するとともに、塵（コンタミ）の問題も抱えている。
【００１１】
さらに、光学系を組立てする場合にその光学系の光軸心調整を行なうことは周知であるが
、この場合も従来のＣＣＤイメージャを使用するときに電気的な信号を確認しながら心調
整作業を行なっている。
【００１２】
このように従来では、測光動作自体は正確に行なえ、ほとんど失敗の無い適正露出による
写真撮影が行なえるようになったものの、その反面、機械構造や電気回路の複雑化、大型
化により、装置の調整、組立作業の難易度が増し、装置が高価なものになっている。
【００１３】
本発明の目的は、組立、調整の作業性を良好にするとともに安価に構成でき、かつ測光精
度の向上を図る顕微鏡用測光装置を提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決し目的を達成するために、本発明の顕微鏡用測光装置は以下の如く構成さ
れている。
【００１５】
（１）本発明の顕微鏡用測光装置は、同心円上に配置された複数の測光領域を有し、

顕微鏡観察像の明るさを測定する測光手段と、前記複数の測光領域のうち
測光値を基に露出時間を算出する演算手段と、この演算手段

で演算された露出時間を基に露出動作を行なう制御手段と、から構成されている。

【００１６】
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前記
複数の測光領域のうち測光する領域を選択する選択手段と、前記複数の測光領域における

前記選択手段に
よって選択された測光領域の

（２）本発明の顕微鏡用測光装置は、上記（１）の顕微鏡用測光装置であって、前記測光
手段の出力信号に対して、第一の増幅器と第二の増幅器と、前記第一の増幅器と前記第二
の増幅器の選択手段と、を備えている。



（ ）本発明の顕微鏡用測光装置は、同心円上に配置された複数の測光領域を有し、顕微
鏡観察像の明るさを測定する測光手段と、前記顕微鏡観察像における測光部位の大きさに
合わせて前記複数の測光領域を切り換える切換え手段と、この切換え手段を介して得た測
光値を基に露出時間を算出する演算手段と、この演算手段で演算された露出時間を基に露
出動作を行なう制御手段と、から構成されている。
【００１７】
（ ）本発明の顕微鏡用測光装置は、同心円上に配置された複数の測光領域を有し、顕微
鏡観察像の明るさを測定する測光手段と、前記各測光領域における測光結果を調整する複
数の調整手段と、前記顕微鏡観察像の明るさに応じて前記複数の調整手段を切り換える切
換え手段と、この切換え手段及び対応する前記調整手段を介して得た測光値を基に露出時
間を算出する演算手段と、この演算手段で演算された露出時間を基に露出動作を行なう制
御手段と、から構成されている。
【００１８】
上記手段を講じた結果、それぞれ以下のような作用を奏する。
【００１９】
（１）本発明の顕微鏡用測光装置によれば、同心円上に測光領域が配置されているため、
受光素子の調整作業は最小領域の測光調整のみを行なうだけで完了する。すなわち、光学
製品では必須となる光軸調整において、極小測光領域の心調整のみを行なえば全ての測光
領域の心調整が完了するため、調整工数が少なくなり、構成がシンプルで価格的にも非常
に安価な装置となる。
【００２０】
（２）本発明の顕微鏡用測光装置によれば、複数の測光領域を切り換えて測光することで
、撮影に要する部分のみを測光することができ、適正露出で写真撮影を行なうことが可能
になる。また、測光領域を電気的に切換えることが可能となり、装置において機械的な可
動部を少なくすることができ、切り換えによる振動や塵の影響を受けなくなる。また、電
気的に切り換えることで、測光手段を物理的に移動する時間が必要なく、切り換えスピー
ドの高速化を図ることができる。
【００２１】
（３）本発明の顕微鏡用測光装置によれば、測光する標本（被写体）の明るさに応じて測
光方式を切り換えることが可能になる。すなわち、測定する標本の明るさに応じて出力段
の増幅器等を切り換えるよう制御することで、より暗い標本にまで最適な測光値を確保す
ることができ、精度の良い写真撮影を行なうことができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
（第１の実施の形態）
図１は、本発明の第１の実施の形態に係る顕微鏡用測光装置を適用した顕微鏡の構成を示
す図である。
【００２３】
写真撮影装置本体１は、顕微鏡本体３からの観察像をカメラ１５に投影して結像させるた
めの投影レンズ４、顕微鏡本体３からの観察像を受光ＩＣ７及び図示しない写真撮影用ビ
ュアー（ファインダー）に分割するためのハーフミラーまたはプリズム等からなる光路分
割素子５、カメラ１５の露出を行なうためのシャッター１３、その駆動を行なうシャッタ
ー駆動回路１４、写真撮影用のカメラ１５及びカメラ駆動回路１６、光路分割素子５によ
り導かれた観察像の明るさを測光するための受光ＩＣ７、受光ＩＣ７に投影される観察像
の投影倍率の補正を行なう縮小補正レンズ６、受光ＩＣ７からの出力に基づき測光演算を
行ない、シャッター駆動回路１４によりシャッター１３を開いてカメラ１５の露出動作の
制御を行なうとともに、カメラ制御回路１６によりカメラ１５の動作制御を行なう制御回
路１７から構成されている。
【００２４】
受光ＩＣ７は、比較的大きな領域を測光するための例えばシリコンフォトダイオード等の
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平均測光用受光素子（ＰＤ１）８、極小領域のみを測光するための同じくシリコンフォト
ダイオード等のスポット測光用受光素子（ＰＤ２）９、平均測光用受光素子８とスポット
測光用受光素子９を切り換えるためのアナログスイッチ等の選択スイッチ（ＳＷ）１０及
び１１、平均測光用受光素子８またはスポット測光用受光素子９のアナログ信号を増幅し
制御回路１７で処理できるようにするための増幅器１２から構成されている。
【００２５】
制御回路１７は、周知のＣＰＵ回路及び周辺装置からなり、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、発
振器、その他必要な周辺回路を含む回路構成をなしている。また制御回路１７は、受光Ｉ
Ｃ７からのアナログ信号をデジタル信号に変換するためのＡ／Ｄ変換器１７１や各種設定
値を記憶する不揮発性メモリ等を含む。この制御回路１７に動作の指示を与えるためのコ
ントローラ２は、各種スイッチを設けた入力部１８と、入力部１８のスイッチから設定さ
れた情報や制御回路１７の各種情報を表示するための例えば液晶ディスプレー等の表示部
１９から構成されている。
【００２６】
入力部１８には、露出動作を開始するための露光開始スイッチや平均測光用受光素子８と
スポット測光用受光素子９を切り換え、どちらの領域で測光するのかを指定するための測
光領域切り換えスイッチ、その他写真撮影をする上で必要となる条件を入力するためのス
イッチが設けられている。
【００２７】
図２は、受光ＩＣ７の内部構成を示す図である。受光ＩＣ７の受光面（平均測光用受光素
子８とスポット測光用受光素子９）は、図２に示すように点Ａを中心に同心円上に配置さ
れており、内側にスポット測光用受光素子９、外側に平均測光用受光素子８が配置されて
いる。
【００２８】
図３は、受光ＩＣ７の内部構成を示す図であり、（ａ）は側面図、（ｂ）は正面図である
。受光ＩＣ７では、図３の（ａ）に示すように縮小補正レンズ６で集光された光線が受光
素子上面（結像面Ｂ）で焦点を結ぶように補正される。受光ＩＣ７の表面には、光が透過
する硝子などの透明部材２０が用いられ、受光ＩＣ７内部の受光素子に光線が照射される
構造をなしている。このとき、光軸Ｃがスポット測光用受光素子９の中心点Ａに合うよう
位置合わせされている。
【００２９】
図４の（ａ），（ｂ）は、光軸調整を説明するための図である。図４の（ａ），（ｂ）に
おいて、９１はミラーなどの光学反射部材、５は光路分割素子、７は受光ＩＣ、９２はビ
ュアー側レチクル板、９２ａはビュアー側レチクル板９２に印刷されたレチクル、９３は
投影レンズ、９４は調整作業者（目）、８は平均測光用受光素子、９はスポット測光用受
光素子である。
【００３０】
いま、ビュアー側レチクル板９２に印刷されたレチクル９２ａの中心に、スポット測光用
受光素子９及び平均測光用受光素子８の中心を光軸調整する場合を考える。
【００３１】
レチクル９２ａの像は光路分割素子５を透過し、光学反射部材９１で反射し、投影レンズ
９３を通して調整作業者９４のところで結像する。また、受光ＩＣの像は光路分割素子５
で反射し、光学反射部材９１で再び反射し、投影レンズ９３を通して調整作業者９４のと
ころで結像する。これにより、調整作業者９４は図４の（ｂ）のように、あたかもレチク
ル９２ａと受光ＩＣ７の像が同一面上にあるかのように観察することができる。
【００３２】
このとき、図４の（ｂ）左側に示すように、スポット測光用受光素子９の中心とレチクル
９２ａの中心が一致していない場合、受光ＩＣ７をｘ及びｙ方向に調整し、図４の（ｂ）
右側に示すように一致させることにより、レチクル９２ａの中心とスポット測光用受光素
子９の中心とを一致させることができる。また、同時に平均測光用受光素子８は、スポッ
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ト測光用受光素子９と同心に位置されているので、平均測光用受光素子８の中心もレチク
ル９２ａの中心と、簡単に、精度良く一致させることができる。
【００３３】
以下、上述したように構成された顕微鏡の動作について説明する。まず、観察している標
本が平均測光用受光素子８よりも大きい場合について説明する。標本が視野全体に均一で
ある場合には、一般的にその撮影されるフィルム面積の３０～４０％の領域で測光をして
いる。したがって、縮小補正レンズ６で縮小される観察像も、フィルム面積の３０％の領
域が平均測光用受光素子８に照射される。
【００３４】
図５は、標本と平均測光領域及び撮影領域との関係を示す図である。いま、図５に示すよ
うな標本２１を測光する場合、平均測光領域２３すなわち平均測光用受光素子８の全面に
標本が分布しているので、平均測光をすることが望ましい。そこで操作者は、入力部１８
内の図示しない測光領域切り換えスイッチを操作し、平均測光モードに設定する。制御回
路１７は、入力部１８からの指示により測光モードを平均測光モードに切り換える。
【００３５】
制御回路１７は、選択スイッチ１１をＯＦＦにし、逆に選択スイッチ１０をＯＮにする指
示を受光ＩＣ７に与える。受光ＩＣ７は、制御回路１７の指示通りに選択スイッチ１０，
１１を切り換えると、増幅器１２には平均測光用受光素子８からの信号が選択スイッチ１
０を介して入力される。
【００３６】
顕微鏡本体３からの観察光（像）は光路分割素子５で分割され、分割された一方が縮小補
正レンズ６で補正され受光ＩＣ７に照射される。このとき、光路分割素子５で分割された
観察光の一方は受光ＩＣ７の平均測光用受光素子８とスポット測光用受光素子９の両者に
投影される。しかし、前述した操作により平均測光用受光素子８の出力が有効になってい
るため、増幅器１２への入力は平均測光用受光素子８からの出力のみである。制御回路１
７は増幅器１２からの出力を読み取り、その値に基づき一般的に周知の測光演算式により
測光演算を行なう。
【００３７】
そして、操作者により入力部１８から写真撮影の指示が発生したとき、制御回路１７で算
出された露出時間で写真撮影動作が行なわれる。写真撮影の動作は、まず制御回路１７が
シャッター駆動回路１４に信号を与えてシャッター１３を開放する。シャッター１３が開
放されると、光路分割素子５で分割された観察光の他方がカメラ１５内のフィルムへ照射
されて露出が開始される。制御回路１７は、算出された規定の時間が経過したらシャッタ
ー駆動回路１４へ遮蔽指示を与え、シャッター１３を閉じる。シャッター１３が閉じたら
、制御回路１７はカメラ制御回路１６へカメラ１５のフィルム巻き上げの指示を送り、カ
メラ１５のフィルム巻き上げが完了すると一連の露出動作シーケンスが完了する。
【００３８】
図６は、標本と平均測光領域、スポット測光領域及び撮影領域との関係を示す図である。
以下、撮影したい部位が図６に示すように平均測光用受光素子８の領域よりも小さく標本
が点在しているような、例えば蛍光観察標本などを測光する場合について説明する。
【００３９】
標本２６のように撮影領域内に点在する蛍光標本の場合、一般的に背景２４は暗黒の状態
である。この状態で平均測光領域２３において測光、算出された露出時間で露出を行なう
と、測光値が背景２４に埋もれてしまい、露出オーバーの写真ができ上がる。そこで、標
本の大きさに合うように測光領域をスポット測光領域２５に切り換える必要性が生じる。
切り換えるときは、操作者が前述と同様に入力部１８内の図示しない測光領域切り換えス
イッチを操作し指示を与える。
【００４０】
制御回路１７は、切り換え指示により受光ＩＣ７の選択スイッチ１０をＯＦＦにし、逆に
選択スイッチ１１をＯＮすることで、前回とは逆にスポット測光用受光素子９の出力が選
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択され、増幅器１２からの出力はスポット測光の測光値になる。これにより、撮影したい
部分のみを測光することが可能になり、適正露出で写真撮影ができるようになる。なお、
スポット測光領域２５に標本が位置していない場合は、操作者が各標本を含む試料全体を
移動し、いずれかの標本がスポット測光領域２５に位置するよう調整する。また、実際の
写真撮影操作は前述と同様であるので説明を省略する。
【００４１】
このように本第１の実施の形態によれば、測光領域を電気的に切り換えることで、測光装
置に機械的な可動部が少なくなり、切り換えによる振動や塵の影響を受けなくなる。また
、メカニカルな機構部が少ないので、摩耗等による劣化が無く耐久性、信頼性に優れたも
のになる。また、測光領域を電気的に切り換えているので、物理的な移動時間がなく、切
り換えスピードの高速化も図ることができる。
【００４２】
そして、このような効果に重ねて、測光領域を同心円上に配置したことにより、光学製品
では必須となる光軸調整において、極小の測光領域（第１の実施の形態では、スポット測
光用受光素子９）の心調整のみを行なうことで全ての測光領域の心調整が完了するため、
調整工数が少なく構成がシンプルな顕微鏡用測光装置を提供できる。構成がシンプルであ
るため価格的にも非常に安価になり、かつ精度の良い写真撮影が可能となる。
【００４３】
（第２の実施の形態）
図７は、本発明の第２の実施の形態に係る顕微鏡用測光装置を適用した顕微鏡における受
光ＩＣ７１の内部構成を示す図である。受光ＩＣ７１は、図１に示した顕微鏡用測光装置
において受光ＩＣ７に代えて用いられる。すなわち、本第２の実施の形態の顕微鏡におけ
る受光ＩＣ以外の部分は図１に示したものと同一であり、構成、作用とも第１の実施の形
態とほぼ同様であるが、平均測光用受光素子８とスポット測光用受光素子９の切り換え機
構に改良を加えている。
【００４４】
図７に示すように、平均測光用素子（ＰＤ１）８とスポット測光用素子（ＰＤ２）９が同
心円上に配置されている構成は、上記第１の実施の形態と同様であるが、その出力から増
幅器１２までの処理に関して違いがある。上記第１の実施の形態では、平均測光用素子８
とスポット測光用素子９を切り換え、どちらかを選択して使用するように制御されていた
が、本第２の実施の形態ではスポット測光用素子９の出力は固定のまま、平均測光用素子
８の出力のみをＯＮ／ＯＦＦさせるところに特徴がある。
【００４５】
例えば、平均測光用素子８の測光領域の面積を撮影領域の３０％、スポット測光用素子９
の測光領域の面積を撮影領域の１％とした場合、平均測光用素子８とスポット測光用素子
９は同心円上に配置されていることから、平均測光用素子８の３０％領域の中にはスポッ
ト測光用素子９の１％領域が含まれていることになる。これにより、平均測光用素子８と
スポット測光用素子９を切り換える制御を行なうと、平均測光を行なうときに中心の１％
領域が測光されない領域（２９％が測光領域）となってしまい、中心部分が抜けた測光値
となってしまう。実際には極僅かな誤差ではあるが、測光誤差として写真撮影に影響を与
えてしまう結果となり、この問題を本第２の実施の形態で解決する。スポット測光用素子
９からの出力は直接増幅器１２に入力され、平均測光用素子８からの出力に対して選択ス
イッチ１０でＯＮ／ＯＦＦが可能である。
【００４６】
以下、制御回路１７が入力部１８からの指示により測光範囲を切り換える動作を説明する
。操作者が入力部１８内の図示しない測光領域切り換えスイッチを操作しスポット測光モ
ードを設定すると、入力部１８から制御回路１７へスポット測光の指示が与えられる。す
ると、制御回路１７は受光ＩＣ７１の選択スイッチ１０をＯＦＦにして平均測光用素子８
からの出力を遮断する。これにより、増幅器１２に入力される測光用素子の出力はスポッ
ト測光用素子９からの出力のみとなり、スポット測光が可能になる。

10

20

30

40

50

(7) JP 3573631 B2 2004.10.6



【００４７】
逆に、操作者が入力部１８内の図示しない測光領域切り換えスイッチを操作し平均測光モ
ードを設定すると、入力部１８から制御回路１７へ平均測光の指示が与えられる。すると
、制御回路１７は受光ＩＣ７１の選択スイッチ１０をＯＮにして平均測光用素子８からの
出力を有効にする。これにより、増幅器１２に入力される測光用素子の出力は、平均測光
用素子８とスポット測光用素子９からの出力になる。よって、測光値はスポット測光用素
子９で測光された値に平均測光用素子８で測光された値を加算した値となる。すなわち、
当初の目的通りに中心部分に抜けのない３０％全領域の測光が可能になる。なお、測光動
作、写真撮影動作に関しては上記第１の実施の形態と同様であるため説明を省略する。
【００４８】
このように本第２の実施の形態によれば、上記第１の実施の形態の効果に加えて、測光モ
ードを切換える場合選択スイッチを一つ切り換えるだけであるため制御が非常に簡単にな
り、しかも構成が簡素であるため安価に構成でき、測光精度を向上させた顕微鏡用測光装
置を提供することができる。
【００４９】
（第３の実施の形態）
図８は、本発明の第３の実施の形態に係る顕微鏡用測光装置を適用した顕微鏡における受
光ＩＣ７２の内部構成を示す図である。受光ＩＣ７２は、図１に示した顕微鏡用測光装置
において受光ＩＣ７に代えて用いられる。すなわち、本第３の実施の形態の顕微鏡におけ
る受光ＩＣ以外の部分は図１に示したものと同一であり、構成、作用とも第１の実施の形
態とほぼ同様である。
【００５０】
上記第１、２の実施の形態では、受光素子出力段の増幅器１２を全て同じものと仮定して
説明した。すなわち、全ての明るさ（標本輝度）に対して同一種類の増幅作用を与え、制
御回路１７へ出力を行なった。増幅器１２には、一般的に増幅率を可変するゲイン調整機
構が設けられている。この調整機構を複数設け、複数階の利得（ゲイン）調整を切り換え
て制御する方法は周知の技術として幅広く利用されている。本第３の実施の形態も同様の
機構を用い、ゲインに幅をもたせた増幅が可能になり、輝度に対する測定範囲を拡大でき
る。
【００５１】
しかしながら、本発明が適用される顕微鏡分野においては、その測定範囲が非常に広く、
明るいところでは数１００［Ｌｘ］から、暗いところでは０．０００１［Ｌｘ］以下の非
常に小さい輝度にまで対応しなければならない。これは顕微鏡の観察法によるところが大
きく、例えば一般的な明視野観察は明るく、蛍光観察や暗視野観察では非常に暗い標本と
なる。
【００５２】
これら全ての明るさを上記第１の実施の形態に示す構成で対処すると、明るい標本に対し
ては影響はないが、暗い標本に対しては問題が発生する。受光素子の出力が少ない状態で
積分用増幅器を使用するとＳ／Ｎ比が悪化し、最悪の場合、信号がノイズに埋もれてしま
い、輝度を測定しているのかノイズを測定しているのかが判らなくなるおそれがある。こ
のような状況で有利になるのがＬＯＧ増幅器であり、本第３の実施の形態ではこのＬＯＧ
増幅器と積分増幅器を両方合わせ持ち、測定する明るさに応じて両者を切り換えて使用す
る。
【００５３】
図８において平均測光用素子８からの出力は、選択スイッチ２７でＬＯＧ増幅器２９１と
積分増幅器３０１へ切り換えて出力される。またスポット測光用素子９からの出力は、選
択スイッチ２８でＬＯＧ増幅器２９２と積分増幅器３０２へ切り換えて出力される。選択
スイッチ２７と２８は連動しており、制御回路１７の指示により標本の明るさに応じて切
換えが選択される。
【００５４】

10

20

30

40

50

(8) JP 3573631 B2 2004.10.6



測光演算時に、制御回路１７は最初に積分増幅器３０１と３０２にて測光動作を行なう。
すなわちＩＮＴ３０％あるいはＩＮＴ１％で上記第１，２の実施の形態同様に出力を確認
する。ＩＮＴ３０％とＩＮＴ１％のどちらを用いるかは、入力部１８からの指示により既
に決まっているものとする。そして、仮にＩＮＴ３０％あるいはＩＮＴ１％からの出力が
最低照度（積分器での測定範囲）に達していれば、選択スイッチ２７と２８を切り換えて
、受光素子の出力をＬＯＧ増幅器２９１と２９２側へ切り換える。これにより、低照度で
の測光動作が可能になる。
【００５５】
また、反対にＬＯＧ３０％あるいはＬＯＧ１％を用いる場合の動作としては、ＬＯＧ増幅
器２９１，２９２の出力であるＬＯＧ３０％，ＬＯＧ１％を確認して、ＬＯＧ増幅器２９
１，２９２の最高輝度を越えた場合に、再び選択スイッチ２７と２８により積分増幅器３
０１と３０２側へ切換える。そして、ＩＮＴ３０％あるいはＩＮＴ１％を用い、常に最適
な方式で増幅動作を制御する。
【００５６】
さらに上記第１、２の実施の形態と異なる点は、平均測光とスポット測光を切り換える際
に、上記第１、２の実施の形態では受光ＩＣ７内で切り換え、同一の出力端子から制御回
路１７へ出力していたのに対して、本第３の実施の形態では出力自体を別々の端子から行
ない、どの端子の測光値を用いるかは制御回路１７で判断して決めている点にある。この
ことから、測光範囲を切り換えるときに外部へのアクセスを不要とするため、制御が簡単
になる。
【００５７】
図９は、本第３の実施の形態の受光ＩＣの構成を上記第１の実施の形態に応用した例を示
す図である。図９では、平均測光用素子８からの出力は増幅器１２１を介して出力され、
スポット測光用素子９からの出力は増幅器１２２を介して出力される。そして、平均測光
用素子８の測光値とスポット測光用素子９の測光値のいずれを用いるかは制御回路１７で
決められる。この場合も、測光範囲を切り換えるときに外部へのアクセスを不要とするた
め、制御が簡単になる。
【００５８】
また、上述したように選択スイッチ２７と２８を連動させず、制御回路１７の制御により
選択スイッチ２７，２８の一方を開放させた状態にし（スイッチが、ＬＯＧ増幅器側と積
分増幅器側のいずれにも接触していない状態）、他方をＬＯＧ増幅器と積分増幅器のいず
れかに切換えるようにしてもよい。この場合、選択スイッチ２７が有効で選択スイッチ２
８が開放されていれば、ＬＯＧ３０％あるいはＩＮＴ３０％のみを用いることができ、選
択スイッチ２８が有効で選択スイッチ２７が開放されていれば、ＬＯＧ１％あるいはＩＮ
Ｔ１％のみを用いることができる。これにより、上記第１の実施の形態と同様、平均測光
とスポット測光を切換えて行なうことができるとともに、増幅動作を制御することができ
る。
【００５９】
このように本第３の実施の形態によれば、測定する標本の明るさに応じて出力段の増幅器
を切り換えて制御することで、より暗い標本にまで最適な測光値を確保することが可能に
なる。また、それに加え上記第１，２の実施の形態による効果も得られる。
【００６０】
なお、本発明は上記各実施の形態のみに限定されず、要旨を変更しない範囲で適時変形し
て実施できる。例えば、コントローラ２は写真撮影装置本体１と別体であるとしたが、コ
ントローラ２を写真撮影装置本体１内に構成し、一つのユニットとすることも可能である
。顕微鏡本体３も同様であり、全て顕微鏡本体に含んだ構成にすることもできる。
【００６１】
また、上記各実施の形態ではカメラ１５側と受光ＩＣ７側に同時に観察像を導いているが
、光路切り換え機構を設けて測光時と写真撮影時とで光路を切り換えて動作させることも
考えられる。さらに、実際に測光を行なう領域について、３０％と１％の二つの領域につ
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いて説明したが、三つ以上の複数の測光領域でも、同心円上に配置することにより同様な
効果が得られる。測光方式においても同様であり、ＬＯＧ増幅と積分増幅に限るものでは
なく、各種特性の異なった測光手段を二種類以上有する場合に同様の効果を奏する。
【００６２】
【発明の効果】
本発明によれば、組立、調整の作業性を良好にするとともに安価に構成でき、かつ測光精
度の向上を図る顕微鏡用測光装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る顕微鏡用測光装置を適用した顕微鏡の構成を示
す図。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る受光ＩＣ７の内部構成を示す図。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る受光ＩＣ７の内部構成を示す図。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る光軸調整を説明するための図。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る標本と平均測光領域及び撮影領域との関係を示
す図。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る標本と平均測光領域、スポット測光領域及び撮
影領域との関係を示す図。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る受光ＩＣの内部構成を示す図。
【図８】本発明の第３の実施の形態に係る受光ＩＣの内部構成を示す図。
【図９】本発明の第３の実施の形態に係る受光ＩＣの構成を応用した例を示す図。
【符号の説明】
１…写真撮影装置本体
２…コントローラ
３…顕微鏡本体
４…投影レンズ
５…光路分割素子
６…縮小補正レンズ
７…受光ＩＣ
７１…受光ＩＣ
７２…受光ＩＣ
８…平均測光用受光素子（ＰＤ１）
９…スポット測光用受光素子（ＰＤ２）
９１…光学反射部材
９２…ビュアー側レチクル板
９２ａ…レチクル
９３…投影レンズ
９４…調整作業者
１０…選択スイッチ
１１…選択スイッチ
１２…増幅器
１２１，１２２…増幅器
１３…シャッター
１４…シャッター駆動回路
１５…カメラ
１６…カメラ駆動回路
１７…制御回路
１７１…Ａ／Ｄ変換器
１８…入力部
１９…表示部
２０…透明部材
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２１…標本
２３…平均測光領域
２４…背景
２５…スポット測光領域
２６…標本
２７…選択スイッチ
２８…選択スイッチ
２９…ＬＯＧ増幅器
２９１，２９２…ＬＯＧ増幅器
３０…積分増幅器
３０１，３０２…積分増幅器
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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